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CAPACITATS PREVIES

Conceptes basics al nivell de grau de fisica, quimica i matematiques i especificament de fisica de I'estat solid i dispositius electronics.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes de teoria (grup gran) on s'exposen els continguts sobre la materia objecte d'estudi, combinades amb classes de resolucio
d'exercicis i problemes. Hi ha també una part practica consistent en 5 sessions de laboratory informatic, on es fan simulacions de
processos de fabricacid, incloent la seva integracio.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. Adquirir coneixements sobre els processos tecnologics individuals que s'utilitzen en microelectronica.

2. Conéixer els parametres basics que controlen cadascun dels processos individuals de la tecnologia microelectronica.

3. Ser capag d'avaluar el resultat de la realitzacié d'un procés tecnologic.

4. Ser capac d'analitzar la seqiiéncia de processos que s'ha fet servir per a la fabricacié d'un dispositiu microelectronic.

5. Adquirir les habilitats per comprendre i aplicar les regles de disseny dels processos de fabricacié estandard (per exemple, per
"foundries" comercials) en tecnologia microelectronica.

6. Adquirir la competéncia per dissenyar una seqliéncia de passos de procés per a la fabricacié d'una microestructura o dispositiu
concret.

HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores aprenentatge autonom 102,0 68.00

Hores grup gran 38,0 25.33

Hores grup petit 10,0 6.67

Dedicacio total: 150 h
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CONTINGUTS

Modul 1. Introduccio a les tecnologies de fabricacié de semiconductors

Descripcio:

1. Introduccié a les tecnologies microelectroniques

Concepte de tecnologia planar. Evolucié de la tecnologia microelectronica.

2. Conceptes basics sobre semiconductors i dispositius

Revisid dels conceptes basics de la fisica dels semiconductors: bandes d'energia, concentracié de portadors i dopatge, transport
de portadors. Estructures basiques de dispositius semiconductors: MOSFET planar, FDSOI, FinFET.

Dedicaci6: 5h 30m
Grup gran/Teoria: 5h 30m

Modul 2. Processos per a la fabricacié en microelectronica

Descripcio:

Descripci6 dels processos individuals que s'utilitzen per a la fabricacié en microelectronica.
3. Neteja i oxidacio

Neteja d'oblies. Oxidacié seca i humida del silici.

4. Dopatge de semiconductors amb impureses

Predeposicié térmica. Difusié térmica. Implantacié ionica.

5. Tecniques de deposicié de capes primes

5.1. Deposicié quimica de vapor (CVD): CVD a baixa pressio, CVD assistit per plasma, deposicié per capes atomiques (ALD).
5.2. Deposicio fisica de vapor (PVD): evaporacio, sputtering.

6. Litografia

6.1. Litografia optica

6.2. Litografia per feix d'electrons. Fabricacié de mascares.

7. Gravat

7.1. Gravat quimic humit: técniques isotropiques i anisotropes.

7.2. Gravat en sec: gravat amb ions reactius, gravat profund amb ions reactius.

7.3. Polit Mecanic Quimic (CMP)

Dedicacié: 20h 30m
Grup gran/Teoria: 20h 30m

Modul 3. Integracié de processos

Descripcio:

Integraci6 de sequencies d'etapes de procés (fluxos de processos) per a la fabricacié de microestructures o dispositius especifics.
Introducci6 a la simulacié de processos. Introduccio als Kits de Disseny de Processos, que actlien com a pont entre les tecnologies
de fabricacid i el disseny de circuits.

8. Exemples d'integracid

4.1. Estudi detallat de la fabricacié d'un diode PN.

4.2. Moduls de procés per a tecnologia CMOS.

4.3. Integracidé de processos per a la fabricacié de Sistemes Micro Electro Mecanics (MEMS).

4.4. Tecnologies per a nodes avangats: FinFET.

9. Eines CAD relacionades amb la tecnologia

4.5. Introduccié a la Tecnologia de Disseny Assistit per Ordinador per a la simulacié de processos.

4.6. Introduccié als kits de disseny de processos (PDK).

Dedicacié: 12h
Grup gran/Teoria: 12h

Data: 17/06/2024 Pagina: 2/ 3



UNIVERSITAT POLITECNICA
DE CATALUNYA

BARCELOMNATECH

Laboratori de simulacio

Descripcio:
Sessions practiques de simulacié de processos amb eines de programari de Disseny Assistit per Ordinador de Tecnologia (TCAD).
Cinc sessions de 2 hores.

Dedicacié: 10h
Grup petit/Laboratori: 10h

SISTEMA DE QUALIFICACIO

Examen final escrit (50%), exercicis/problemes proposats (30%), informes corresponents a sessions de laboratori (20%).
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